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(54) Posuvny mechanismus manipulaéniho stolku

1

Vyndlez se tykd posuvného mechanismu
manipula&niho stolku, nap¥iklad pro elektro-
novd opticky litograf. Jeho pFednosti je moZ-
nost programovatelného provozu, vysoka Zi-
votnost a velmi precizni nastaveni poZadova-
nych bodl a vysokd stabilita nastavené po-
lohy.

Podstatou vynalezu, sestévajiciho ze dvou
kPiZové posuvnych desek nad sebou je, Ze
ob® desky jsou opatfeny identickym mecha-
nismem, z nichZ v prvnim podélném otvoru
desky je mezi dvémi opérnymi kuli¢kovymi
loZisky upevnéna vodici hiidel a ve druhém
podélném otvoru desky mezi druhou dvo-
jici t¥i symetricky rozmisténych kuli€kovych
lo¥isek otofnd hiidel, spojend s pohonnym
mechanismem.

Mechanismus je urden pro elektronové
optické pristroje, zejména pro elektronovy
litograf.
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Vynalez se tykd posuvného mechanismu
manipulatniho stolku pro elekironové optic-
ky pifstroj, napriklad elektronovy litograf.

V elektronoveé optickych p¥istrojich je jed-
nou ze zdkladnich €4asti zalfizeni manipulad-
ni stolek, slouZici pro posuv gpracovdvaného
pFedmétu kolmo na osu elektronového svaz-
ku. K témteo afellim se pouZiva tzv. kifiZovych
stolkfl, které lze pomoci posuvnych mecha-
nismfl posouvat. Pozorovany, ¢i zpracovéiva-
ny prfedmét se rufnim nebo motorickym po-
honem posouvd do ‘poZadované polohy. Do-
savadni prevodové mechanismy jsou tvofe-
ny pomoci b&Zné zndmych mechanickych
pfevodt a pro dosavadni tGfely elektronové
optiky jsou zcela vyhovujici. Dosud béZné
pouZivané manipulatni stolky jsou v p¥ipadé
elektronové litografie nebo v pFipad& vymé-
Fovaciho mikroskopu pro velkoplo$né objek-
ty nevyhovujici. Tyto piistraie vyZaduji vy-
sokou - pfesnost nastaveni polohy, velkou
rychlost pfesuvu mezi dvéma pracovnimi po-
lchami, velky rozsah posuvill objektu, vyso-
keu stabilitu manipulatniho stolku po zmd-
né polohy, minimédlni ¢ds doznivani mecha-
nickych vibraci a bezvillovy systém nahonu.
Zvlasté v pripadé elektronové litografie je
tfeba dbat na to, aby po zastaveni manipu-
latniho stolku v nové pracovni poloze pie-

staly-prakticky okam#Zit8 plisobit ve$keré si- —--

ly ve sméru moZnych pohybll stolku a jedi-
né plsobici sila byla sila gravitadni.

Je tedy trfeba FeSit pohybovy a nosny me-
chanismus stolku tak, abychom se vyvarova-
li dodatetného phisobeni jak sil hnacich, tak
sil slouZicich k vymezovani neZddoucich vol-
nych chedd pohonnych mechanismi. Poné-
vadZ je v téchto aplikacich nezbytné nutné
spojeni manipuladniho stolku s nékterym
pfesnym vyméfovacim systémem, napfiklad
interferometrickym vymé¥ovacim' systémem,
ktery slouZi k okamZité kontrole polohy stol-
ku, neni tfeba vyZadovat, aby pohonny me-
chanismus mél presny bezskluzovy systém
pchonu,

Dosavadni nedostatky cdstraiiuje posuvny
mechanismus manipulatniho stolku, sestdva-
jici ze dvou desek umisiEnych nad sebou a
viidi sob& kiiZovE& posuvnych, jeho# podsta-
tou je, Ze ob& desky jsou cpatfeny vzdjem-
ne identickym mechanismem, umistdnym ve
dvou symetricky podélnych otvorech v hori-
zontdlni roving desky, pri€emZ v prvnim po-
délném otvoru mezi vn&j3imi krouzky dvou
opérnych kuliCkovych loZisek je umisténa
vodici h¥idel, upevnénd ve dvou protilehlych
Celech, spojenych se zdkladnou nebo s dru-
hou deskou, ve kterych je rotaénd mezi prv-
ni dvojici t¥i symetricky usporFddanych ku-
litkovych loZisek umistdna otond hiidel,
jednim koncem spo,end s pohonn§m systé-
mem, kterd prochdzi druhym podélnym otvo-
rem mezi druhymi dvojicemi t¥i symetricky
uspofadanych kulikovych loZisek s osami
rotace, naklonénymi vii¥i ose otofné hiide-
le. ’

Hlavni pfednosti posuvného mechanismu

4

je spolehlivost reprodukovatelného nastave-
ni stolku s maximaln& dosaZitelnou pFesnos-
tl, pom&rné& vysokd Zivotnost zaifizeni i pii
nepretrZitém provozu mechanismu. Vysockd
stabilita a maximadalni operativnost za provo-
zu, Stfidavé prismatické umisténi otofnych
hrideli, posouvajicich se a stojicich &ésti v
nosnych elementech, tvofenych kulitkovymi
loZisky, zaruCuje automatické vymezovani
vili pfisobenim vlastni vdhy systému bez ji-
nych pfidavnych sil a navic zaruéuje p¥i po-
hybu stdlé plisobeni posuvné sily, jejiZ veli-
kost roste imérné vdze presouvaného celku.

Vyndlez bliZe objasni vykres, kde na obr.
1 je v pohledu naznafen posuvny mechanis-
mus sestaveny, na obr. 2, rovn&Z v pohledu,
systém upevnéni hiideli mechanismu mezi
kuli€kovymi loZisky.

Posuvny mechanismus na obr. 1 je upelv-
nén na zakladni desce 10 se dvEma protileh-
Iymi cely 9b-a 9e. V obou &elech 9b a 9¢ je
upevnéna jednak vodici h¥idel 7a a jednak
rotané ototnd hiidel 8a s prodlouZenim pro
spojeni s pohonnym systémem. Obg& hiidele
7a, 8a prochézeji podélnymi otvory 1la, 12a
ve druhé desce 1b spojené se dvémi proti-
lehlymi €ely 8, 9a, ve kterych jsou konstruk-
¢né identicky upevn#ny jednak vodici h¥Fi-
del 7 a jednak rota¢né ototné hiidel 8 s na-
znatenym prodlouZenim--pro spojeni s- po-
honnym systémem. Obé hiidele 7, 8 prochézi
podélnymi otvory 11, 12 prvni desky 1.

Systém rotace a posuvu vodici a otodné
hridele 7, 7a, 8, 8a na cbr. 2, ktery je iden-
ticky v obou deskéch 1, 1a a obou protileh-
lych Eelech 9, 9a; 9b, 9¢ na obr. 2 je znézor-
nén jednak vodici hiidell 7, uspofddané me-
zi dvéma opérnymi kuli€kovymi loZisky 2, 2a.
Otofné hiidel 8 rotatn& umisténd mezi prv-
ni dvojici t¥i symetricky uspofadanych kulié-
kovych loZisek 3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b prochézi
druhou dvojici tFi symetricky uspofadanych
kuli¢kovych loZisek 5, 5a, 5bh; 6, 6a, 6b, kterd
jsou osami rotace naklonéna vifi ose otoé-
né hiidele 8. Velikost naklon®ni osy hiideli
kuligkovych loZisek 5, 5a, 5b; 6, Ga, 6b vidi
ase ototné hiidele 8 urduje rychlost posuvu.
Uhel naklon&ni os mezi sebou je moZny v $i-
rokém roztahu uhld. o

Posuvny mechanismus pracuje za provozu
takto: Oto€nd hiidel 8, 8a, spojend s pohon-
nym systémem, se ¢otdfi v obou smérech me-
zi prvnimi dvojicemi t¥{ symetricky uwmists-
nych kuli¢kovych loZisek 3, 3a, 3h; 4, 4a, 4b
a 'souCasn& otafi vnéjsi krouzky druhé dvo-
jice tii symetricky uloZenych kuli¢kovych lo-
Zisek 5, 5a, 5b; 6, 6a, 6b. Vzhledem k néklo-
nu os rotace kuliCkovych loZisek 5, 5a, 5h;
B, 6a, 6b v(ti ose otofné hridele 8, 8a je je-
jich rotaci vyvoldnim podéiny posuv desky
1, 1a, kterd je na p¥ilehlé strand podep¥ena
h¥ideli 7, 7a a podporuje a s vili vymezuje
podélny posuv desky 1, 1a prostfednictvim
opérnych kuliCkovych loZisek 2, 2a.

JelikoZ oba mechanismy prvni i druhé des-
ky 1, 1a jsou naprosto identicky provedeny,
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1ze ve dvou navzdjem kolmych smeérech po-
dél osy x a y provadét posuvy, které lze fi-
dit vyddvanim pokyn{i pohonnych systémd,
ovladajicim ob& hridele 8, 8a.

Posuvny mechanismus je urCen pro elek-
tronové optické systémy jeména pro pfesné

nastavovani polohy objektu, jehoZ polohu
miiFeme kontrolovat napiiklad pomoci lase-
ru. V pfipadé pouZiti v elektronovém litogra-
fu popisovany mechanismus slouZi k pres-
nému polohovani zpracovdvaného substratu
viidi optické ose p¥istroje.

PREDMET VYNALEZU

Posuvny mechanismus manipulatniho stol-
ku pro elektronové opticky pristroj, napfi-
klad elektronovy litograf, sestavajici ze dvou
desek, umist&nych nad sebou a viiti sob8 k-
Zov& posuvnych, vyznateny tim, Ze ob& des-
ky (1, la) jsou opatfeny vzdjemné identic-
kym mechanismem, umisténym ve dvou sy-
metricky podéingych otvorech (11, 12; 1la,
12a) v horizontdlni roviné desky (1, la),
pfitemZ v prvanim podélném otvoru (11, 1la})
mezi vn&j§imi krouzky dvou op&rnych kulic-
kovych loZisek (2, 2a) je umisténa viodici
hiidel (7, 7a), upevnéna ve dvou protileh-

lych &elech (9, 9a; 9b, 8c), spojenych se za-
kladnou (10}, pfipadn& s druhou deskou
(1b), ve kterych je rotatn& mezi prvni dvo-
jici t¥fi symetricky uspofddanych kuliCko-
vych loZisek (3, 3a, 3b; 4, 4a, 4b) umisténa
ototna hridel (8, &a), jednim koncem spoje-
nd s pohonnym systémem, kterd prochazi
druhym podélnym otvorem (12, 12a) mezi
druhymi dvojicemi t¥i symetricky uspofada-
nych kulitkovych loZisek (5, 5a, 5b; 6, 6a,
6b) s osami rotace naklon&nymi vi&i ose
ototné hiidele (8, 8a).

2 listy vykrest
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